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概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

我々が独自に開発を行っているガラスナノピペットを用いたカーボン微小電極につ
いて、収束イオンビームを用いてピペット先端を加工することで、マイクロ程度の
直径サイズで統一する。走査型プローブ顕微鏡や微小電気化学計測を行うために、
ガラスナノピペットを用いたカーボン微小電極の開発を行っている。その反応面積
を規定する上で微小電極の直径を局所的に制御することが非常に重要である。その
ために、収束イオンビーム（FIB）による電極先端の局所加工や加工後の面積を評
価するための走査型電子顕微鏡（SEM）観察を行う。

実験
Experimental

上記に記載したように開発しているカーボン微小電極を用いて、バイオ/無機材料
用高速FIB-SEMシステム(ETHOS NX5000)で先端を切削加工する。

結果と考察
Results and Discussion

バイオ/無機材料高速FIB-SEMシステムを使い先端部を鋭利にすることができ、ガ
ラスナノピペットを用いたカーボン製の微小電極が出来た。これを用い実際に電極
として使用して見るつもりである。ガラスナノピペットを用いたカーボン微小電極
の先端をFIB により加工することで、反応面積を規定しながら微小電気化学計測を
行うことに成功した。今後、より定量的な評価に繋がると期待できる。
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